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研究成果の概要（和文）：ナノストライプ構造を利用して、薄膜流体潤滑技術の高度化を進めることを目的とし
て研究を行った。（１）AFMまたはメゾスケール摩擦試験装置による摩擦力分布測定、（２）低速摺動特性及び
パターン面同士の摩擦特性、（３）回転型摩擦試験装置による摩擦力測定と潤滑油厚さ変化の測定などを行っ
た。（１）では、ナノ溝上で摩擦が低下することや溝の方向によって摩擦の低減効果に差があること、（２）で
は、パターンを組合せにより摩擦係数の増加が可能であること、（３）ではナノパターン部の面積が広いと摩擦
が低下することなどが明らかとなった。研究全体を通じ、ナノスパターンの潤滑効果について、新たな知見を得
ることができた。

研究成果の概要（英文）：We have studied to sophisticate the technology for thin film fluid 
lubrication utilizing nanostripe structure. The measurements were made on (1) the friction force 
distribution by an AFM and the mesoscale friction test apparatus, (2) the friction properties for 
low sliding speed and for combination of pattern surfaces, (3) the friction force and change in 
lubricant oil thickness using the rotation friction tester,. For (1), it was found that there is a 
difference in the friction reduction effect depending on the direction of the groove and that the 
friction force reduced on the nano grooves. For (2), the friction coefficient could be increased by 
combining the patterns. For (3), it became clear that the friction efficiently reduced for patterns 
with the higher ratio of the nano-pattern area. Throughout the research, we were able to obtain new 
findings on the lubricating properties of the nanoscale patterns.

研究分野： マイクロトライボロジー

キーワード： ナノストライプ　ナノパターニング　潤滑特性　フォトリソグラフィー　摩擦力分布
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